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皆様の研究を発展させて新しい可能性へ

オプション＆アクセサリ



Park AFM
はじめに

Park AFMシステムにたくさんのオプションやアクセサリが提供されています。すべてのPark AFMはモジュール構成になって
おり変更も簡単にできるので、新しいオプションを追加して既存ＡＦＭの機能を簡単に拡大できます。

Park ＡＦＭに機能を追加して研究を加速する

革新的な最先端研究に最も早い道程

FAエンジニアとして、ベストな結果が期待されます。装置により起こされるデータのエ
ラーは許されません。Park NX20は、世界で最も正確である大型試料用AFMとしての高
い評判を持ち、特にそのデータの正確性においては半導体やハードディスク業界で非常
に高く評価されています。

Park NX10は、最高のナノ解像度で計測を可能にしている為に、信頼できるデータを作り
出してくれます。Park NX10はサンプルセッティングからイメージング走査、測定及び分析
まで全ての工程において時間を節約します。その結果、確保されたより多くの時間とより良い
データにより、研究者はより革新的な研究に集中することができます。

故障解析や大型試料における研究開発のための最先端ナノ形状計測ツール

ライフサイエンスの研究者の方は、生体材料がナノスケールでどのように見えるか或いは液中
やバッファーの中でどれだけ柔らかいかを知りたいと考えます。 Park NX-Bioは革新的な液中
イメージングが可能な走査型イオンコンダクタンス顕微鏡 (SICM) と既に高い評価を頂い
ている原子間力顕微鏡(AFM)技術の両機能を一台で可能にしています。

ナノスケールで生細胞の生理学的現象の発見
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オプション＆アクセサリ

Park XE15は、多くの独特な機能があり、多種多様なサンプルを取り扱う共同研究室、
複数の異種実験をしている研究者、或いはウエハーに取り組んでいる故障解析エンジニ
アにとっても理想的です。その合理的な価格と優れた特徴は、業界で最高価値の大型試
料用AFMの1台つです。

強力で多機能な原子間力顕微鏡で生産性を大幅向上

Park XE7は、個別研究室にも手頃な価格設定で、パークシステムズに期待される
すべての最高水準の技術を装備しています。当社のフラグシップモデルと同様に細
心の注意を払って設計されタPark XE7によって、時間的或いは予算的にも速やかに
研究を開始できます。

革新的な研究に経済的な選択肢
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Park ＸＹスキャナ

平坦スキャン動作

クローズドループ フィードバック

デュアルサーボ フィードバック

• ＸＹスキャン範囲: 10 µm、50 µm又は100 µm（公称）
• クローズドループ フィードバック制御(詳細ＸＹポジショニング)
• SmartScan™ 互換
• 20ビットＸＹ位置制御と24ビットＸＹポジション センサー

Park NX10 ＸＹスキャナ

• ＸＹスキャン範囲: 20 µm、50 µm又は100 µm（公称）
• デュアルサーボ クローズドループ フィードバック制御
  （詳細ポジショニング：但し、50 µm 及び100 µm ＸＹスキャナに限る)
• SmartScan™ 互換
• 20ビットＸＹ位置制御と24ビットＸＹ位置センサー

Park NX20 ＸＹスキャナ

50 µm ＸＹスキャナ

100 µm ＸＹスキャナ
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Park AFMオプション＆アクセサリ

SmartScanTM互換

Park ＡＦＭでは、現在の市販ＡＦＭでは装備されていない、Ｚ方向の動作と独立して水平に動作するフレクチャーＸＹスキャナを持っています。

このＡＦＭの構造は、チューブ型ピエゾスキャナで発生する、ボウイング効果やまた直交歪の特性の影響を受けずに優れた正確性と分解能が得られます。

Park ＸＹスキャナは、対称な二方向のフレクチャーと高力ピエゾスタックから構成されています。これにより、最大の平坦度動作を行い、事実上、

表面形状のアーティファクトを取り除いてくれます。

Park ＸＹスキャナは、クローズドループとオープンループの両方で使用できます。クローズドループ制御ではＸＹスキャナに内在するノンリニアリティ動作を、

詳細なポジショニングとスキャニングで修正します。Park ＸＹスキャナのこの機能と低ノイズＸＹ位置センサーの組み合わせにより、リニアな制御状態で

ナノスケール以下の分解能でイメージンが可能です。

４つのセンサーを使ったデュアル-サーボ フィードバックは、Ｘ及びＹ方向にそれぞれ２つフィードバック センサーを持ち、

最大100µmまでの広範囲をカバーしています。

Park SmartScanは、ユーザーが“セットアップ”、“ポジション”、“スキャン”の３つのボタンをクリックするだけで、プロフェショナルな品質のＡＦＭ

イメージを取得できる自動計測機能です。Park ＸＹスキャナは高い共振周波バンド幅を持ち、形状の変化に応答した高速スキャンが可能になっています。



Park XE7 ＸＹスキャナ

• ＸＹスキャン範囲: 100 µm（公称）
• クローズド ループフィード バック制御（詳細ＸＹポジショニング）
• 3×16ビットDAC ＸＹ位置制御と16ビットＸＹ位置センサー

Park XE15 ＸＹスキャナ

• ＸＹスキャン範囲: 100 µm（公称）
• クローズドループ フィードバック制御（詳細ＸＹポジショニング）
• SmartScan™ 互換
• 3×16ビットDAC ＸＹ位置制御と16ビットＸＹ位置センサー

Park NX-Bio ＸＹスキャナ

• ＸＹスキャン範囲: 10 µm、50 µm 又は100 µm （公称）
• クローズドループ フィードバック制御（詳細ＸＹポジショニング）
• 3×16ビットDAC ＸＹ位置制御と16ビットＸＹ位置センサー50 µm ＸＹスキャナ
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Park ＡＦＭヘッド
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ＡＦＭヘッドは試料の形状や様々な物性をスキャンするＡＦＭプローブを保持します。このＡＦＭヘッドは、Ｚスキャナ動作で形状の変化に対して高速に

応答することができます。更に、様々なモードやオプションに合わせて簡単にアップグレードできます。

独立スキャナ
Park ＡＦＭヘッドは、ＸＹスキャナから物理的に独立したＺスキャナと一体になっています。ＸＹ動作からＺが独立して動作することにより、Park ＡＦＭは

高さの変化により早く追従でき、またＸＹＺ一体型チューブスキャナでみられるＸＹ－Ｚのクロストークが起きません。

共振周波数
ＡＦＭ形状測定のフィードバック性能はＺスキャナの共振周波数に高く依存し、ＡＦＭプローブの動作レートは試料表面の凹凸に依存します。

Park ＡＦＭヘッドの優れたフレクチャー式スキャナは、市販チューブ スキャナの何倍もの高速によるプローブ スキャンを可能にします。

カンチレバー変位検出
Park ＡＦＭヘッドは優れたカンチレバー変位検出システムにより正確な表面形状のスペクトロスコピーが可能です。プローブと試料における

表面形状的な相互作用がレーザーダイオードの発光を利用してモニターされます。レーザーは干渉エラーをおこす傾向があるので、正確な形状測定や

Ｆ／Ｄ計測ができるようにスーパー ルミネッセンス ダイオード（ＳＬＤ）が幅広く採用されています。

Park AFMオプション＆アクセサリ

標準NX ＡＦＭヘッド

• 複数のピエゾスタックから構成されるフレクチャーガイド構造
• Ｚスキャン範囲: 15 µm
• 20ビットＺ位置制御と24ビットＺ位置センサー
• カンチレバー変位検出は、830nm波長の低コヒーレントSLD 
• 取付/取外しが簡単なダブテイル ロック ヘッド

長距離用NX ＡＦＭヘッド

• Ｚスキャン範囲を30 µmに延長したNX ＡＦＭヘッド
• 複数のピエゾスタックから構成されるフレクチャーガイド構造
• 20ビットＺ位置制御と24ビットＺ位置センサー
• カンチレバー変位検出は、830nm波長の低コヒーレントSLD 
• 取付/取外しが簡単なダブテイル ロック ヘッド

Hysitron Triboscope用NXアダプター

• NXシリーズＡＦＭ用Hysitron社製TS 75型接続用アダプターヘッド 
• 複数のピエゾスタックから構成されるフレクチャーガイド構造
• Ｚスキャン範囲: 15 µm
• 20ビットＺ位置制御と24ビットＺ位置センサー
• ヘッドの取付/取外しは簡単なスライド式
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SLD XE ＡＦＭヘッド

• 複数のピエゾスタックから構成されるフレクチャーガイド構造
• Ｚスキャン範囲: 12 又は　25 µm
• 3×16ビットDAC Ｚ位置制御と16ビットＺ位置センサー
• カンチレバー変位検出は、830nm波長の低コヒーレントSLD 
• 取付/取外しが簡単なダブテイル ロック ヘッド

Hysitron Triboscope用XE アダプター ヘッド 

• XEシリーズＡＦＭ用Hysitron社製TS 75型接続用アダプターヘッド 
• 複数のピエゾスタックから構成されるフレクチャーガイド構造
• Ｚスキャン範囲: 12 µm
• 3×16ビットDAC Ｚ位置制御と16ビットＺ位置センサー
• ヘッドの取付/取外しは簡単なスライド式

走査型イオンコンダクタンス顕微鏡（SICM）ヘッド

• ピペットプローブホルダー付SICMヘッド
• 複数のピエゾスタックから構成されるフレクチャーガイド構造
• Ｚスキャン範囲: 25 µm
• 20ビットＺ位置制御と24ビットＺ位置センサー
• 取付/取外しが簡単なダブテイル ロック ヘッド

25-µm 高速ＡＦＭヘッド

• 複数のピエゾスタックから構成されるフレクチャーガイド構造
• Ｚスキャン範囲: 25 µm
• 20ビットＺ位置制御と24ビットＺ位置センサー
• カンチレバー変位検出は、830nm波長の低コヒーレントSLD 
• 取付/取外しが簡単なダブテイル ロック ヘッド

SLD オプティカル XE ＡＦＭヘッド

• 対物レンズの側面から光学用アクセス
• Ｚスキャン範囲: 12 又は 25 µm
• 他の仕様は非オプティカル（標準）SLD XE ＡＦＭヘッドと同じです。
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Park ＸＹステージ
Park ＸＹステージの高い設計＆製造技術により、試料を並行移動して関心領域に詳細にポジショニングすることが可能です。更に、Park ＸＹステージは

複数の関心領域の計測アプリケーションでは、数μmの精度で同じ位置に戻れます。大きな試料の場合は画像化が難しいだけでなく、先に見つけた場所に

戻ることが難しいので、この機能は非常に重要です。例えば、半導体の分野ではウエハ表面にパターンが存在し、また指定された座標で複数の場所が

存在する場合に、電動ＸＹステージで簡単にアクセスができます。

分解能
分解能（ステージの駆動ステップ）がステージ動作の最小位置変位になります。正確な動作制御の為にステージ位置がエンコーダでモニターされ、

その精度はその繰返し精度として表現されます。

繰返し精度
その繰返し精度は、実際のステージの位置が期待位置からどれだけ外れているかを示します。良い繰返し精度があれば、正確に目的位置に対して

ナビゲーションが可能になります。

Park NX20用電動ＸＹステージ

• ＸＹ方向の試料位置制御用ソフトウエアコントロール電動試料ステージ
• ステージ駆動範囲: 150 mm 又は 200 mm
• ステージ駆動ステップ: 0.6 µm

Park XE15用電動ＸＹステージ

• ＸＹ方向の試料位置制御用ソフトウエアコントロール電動試料ステージ
• ステージ駆動範囲: 150 mmｘ150 mm
• ステージ駆動ステップ: 1 µm

Park NX10用電動ＸＹステージ

• ＸＹ方向の試料位置制御用ソフトウエアコントロール電動試料ステージ
• ステージ駆動範囲: 20 mm
• ステージ駆動ステップ: 0.6 µm

Park AFMオプション＆アクセサリ
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Park XE7用マニュアルＸＹステージ

• ＸＹ方向の試料位置制御用マニュアル試料ステージ
• ステージ駆動範囲: 13 mm

電動ＸＹステージ用高分解能エンコーダ

• より高い繰返し精度を持つ高分解能ＸＹステージ駆動の為のＸＹステージ用エンコーダ
• エンコーダ分解能: 0.5 µm
• ステージ位置繰り返し精度: 2 µm (片方向), 3 µm (両方向)

Park NX-Bio用電動ＸＹステージ

• ＸＹ方向の試料位置制御用ソフトウエアコントロール電動試料ステージ
• ステージ駆動範囲: 5 mm
• ステージ駆動ステップ: 0.5 µm
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観察用光学系
パークシステムズは試料の興味ある位置を、正確且つより簡単に見つけてられるような様々な観察オプションを供給します。
研究者の生産性に高く貢献するので、その容易性は重要です。Park観察用オプションは視野を損なわずに１µm以上の光学分解能が得られます。

1.2 Mピクセル CCD

• 視野: 480 µm × 360 µm（対物レンズ 10倍）
• ピクセル サイズ: 1.2 Mピクセル

5 Mピクセル CCD

• 視野: 840 µm × 630 µm（対物レンズ　10倍）
• ピクセル サイズ: 5 Mピクセル

BioＡＦＭ用トップビュー オプティクス

• 試料を直観的に観察できるトップビュー
• ４本の対物レンズ内蔵（0.076 N.A.）
• 視野： 1200 µm × 900 µm
• 1.2 Mピクセル CCD カメラ

20倍対物レンズ

• 分解能: 1 µm（0.28 N.A.）
• １０倍対物レンズに交換可能
• 視野: 240 µm × 180 µm

長距離用NX ＡＦＭヘッド用20倍対物レンズ

• 長距離用NX ＡＦＭヘッド用20倍対物レンズ（ロングＷＤ）
• 視野: 240 µm × 180 µm

Park AFMオプション＆アクセサリ
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試料マウント
試料マウント上に、ＡＦＭ測定時に様々なタイプの試料をセットできます。固定とアクセスが簡単になっています。

マルチ サンプル チャック

• 自動連続スキャンの為に複数の試料をセットできる試料台
• 最大16 サンプルまで、但し10 mm × 10 mm, 20 mm （厚）/個
• 試料重量: 200 g 以下（合計）

150 mm 真空サンプル チャック

• 試料サイズ: 2、4、6 インチ ウエハ及び最大10 × 10 mm までの任意形状、20 mm （厚）
• 試料重量: 500 g以下

非磁性サンプルホルダー

• クリップを使ってＸＹスキャナ上に試料を固定するサンプルホルダー
• 磁気にセンシティブな試料や構造の場合に推奨

スナップ イン　サンプルホルダー

• 同じ場所に繰り返し試料をセットする場合のサンプルホルダー
• 位置再現精度：Ｘ及びＹ方向共に5 µm

断面用サンプルホルダー

• 金属クリップで固定される試料断面を垂直にマウントできるサンプルホルダー
• 許容試料厚さ: 最大 3 mm 

傾斜用サンプル チャック

• 側壁計測の為の試料傾斜用試料台
- 傾斜角度: 10、15、及び 20°
- 試料サイズ: 20 mm × 20 mm、2 mm（厚）
- 試料重量: 200 g以下
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アクースティック エンクロージャー 202

• 外部の音響や光ノイズをブロックして環境的にシールするためのエンクロージャー
• ＡＦＭの温度ドリフトを最小化するための温度スタビライザ（オプション）
• 寸法: 820 × 920 × 1345 mm （外寸）
• 重量: 351 kg （装置の重量も含む）

アクースティック エンクロージャー 203

• 外部の音響や光ノイズをブロックして環境的にシールするためのエンクロージャー
• ＡＦＭの温度ドリフトを最小化するための温度スタビライザ（オプション）
• 寸法: 700 mm × 800 mm × 1300 mm（外寸）
• 重量: 300 kg 

アクースティック エンクロージャー 201

• 外部の音響や光ノイズをブロックして環境的にシールするためのエンクロージャー
• 寸法: 820 mm × 920 mm × 1345 mm（外寸）
• 重量: 351 kg 

アクースティック エンクロージャー 101

• 外部の音響や光ノイズをブロックして環境的にシールするためのエンクロージャー
• 寸法: 510 mm × 655 mm × 720 mm（外寸）
• 重量: 44.6kg 

ノイズ制御オプション
パークシステムズは機械的な床振動、音響振動或いは光散乱等からＡＦＭを分離する為に、ユーザーにニーズに合ったノイズ制御オプションを提供します。
ナノスケールの計測においては、ＡＦＭを取り巻く周辺のわずかのノイズでも影響を受けます。隔離された場所に設置することが望ましいのですが、

それは現実的にはいつも可能とは限りません。パークシステムズのノイズ制御オプションは、それらのノイズ源からＡＦＭをシールドする正しい
エンクロージャー オプションを供給しています。

Park AFMオプション＆アクセサリ

アクースティック エンクロージャー
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アクースティック エンクロージャー 301

• 外部アクースティックノイズや床振動からＡＦＭ装置をアイソレーションして最大の性能を発揮できように, 
特別にPark NX-Bio型用に設計されたエンクロージャー
• 床振動を除去する為に直接速度フィードバックするアクティブ防振台を含む
- アクティブ周波数: 0.7 Hz から1 kHzまで
• ＡＦＭの温度ドリフトを最小化する為の温度スタビライザ―（オプション）
• 寸法: 1,000 mm × 1,030 mm × 1,460 mm （外寸）
• 重量: 661 kg

アクティブ除振台（AVI）

• 床振動をキャンセルする為の電磁トランスデューサによる直接的速度フィードバックを行うアクティブ除振台
• 高分解能イメージングの場合に強く推薦
• アクティブ周波数： 0.7 Hzから1 kHzまで

パッシブ除振台（PVI）

• XE7向けに最適化された経済的で高性能の除振台です
• 1.5 ~ 2.5 Hz 水平固有周波数、及び0.5 Hz 垂直固有周波数
• 垂直方向の周波数は、0.5 Hz まで調整可能 

フォトイオナイザー

• 光イオン効果により静電気の除去を行うイオナイザーシステムです。
- ソース: 軟Ｘ線
- ピークパワー: 5 keV

オプション＆アクセサリ

除振

静電気除去
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シグナル アクセス モジュール

• ＡＦＭ装置のアナログ入力や出力にアクセスできます。
• 信号は個別に通常操作からユーザー入力に切り替えられます。

サーマル法によるバネ定数キャリブレーション

• カンチレバーの熱振動を分析することでバネ定数をキャリブレーションできます。

アクティブＱ制御

• カンチレバー振動のＱ値をアクティブ制御、大気中において0から5,000以上
• Ｑ値の減少/増大比率: 1/40 ~ 20（公称）
• バンド幅: 180 Hzから640 kHzまで

XER

• ユーザー コード プログラムによるXEP制御用コマンド プロトコール
• スキャン パラメータのアクセス及び制御機能

自動ナビゲーション システム用ソフトウエア

• 顧客レシピーにより特定された連続的なＳＰＭスキャン、解析ルーチンを実行します。
• 自動的に関心領域に移動して、パターン認識機能により要求されている測定ポイントにナビゲーションします。
• 自動的にカンチレバーのパターンを特定してチップ認識を行います。

システム オプション
以下のハードウエア或いはソフトウエアオプションにより、既存ＡＦＭの機能性を高められます。

これらのオプションによりＡＦＭの様々な信号にアクセスでき、またＡＦＭの性能のより高い制御が可能になります。

Park AFMオプション＆アクセサリ
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オプション＆アクセサリ

液中プローブハンド

• 液中環境におけるコンタクト及びノン コンタクトＡＦＭイメージング
• ユニバーサル液中セルと組み合わせて、クローズド セル環境
• 酸/塩条件に化学的耐性

オープン液中セル

• PTCFE製液中セル
• 腐食性溶液耐性

加熱及び冷却ステージ付ユニバーサル液中セル

• 液/ガス還流、試料加熱/冷却機能付オープン/クローズ液中セル
• 温度制御範囲： 4 °C - 70 °C（液中）、 0 °C - 110 °C（大気中）
• 液量: 1000 µl
• 試料サイズ: 最大径 15 mm、最大厚1.5 mm 

ライブセル チャンバと雰囲気ミクスチャー

• 温度、湿度及びpH制御
• 温度制御範囲: 室温 - 60 °C
• 混合CO2ガスの供給するライブセル チャンバのpH制御 

電気化学（EC）セル

• 試料サイズ: 12.3 × 12.3 mm ― 16.4 × 18.4 mm、最大厚さ2.2 mm (ＡＦＭの場合); 
  6 × 6 mm ― 16.4 × 18.4 mm、最大厚さ2.2 mm（ＳＴＭの場合）

ユニバーサル セル用電気化学用アップグレード キット

• ユニバーサルライブセルへＥＣ機能を追加する

液中イメージング オプション
パークシステムズは、温度制御や液中測定の為の液循環制御など、幅広いオプションやアクセサリを供給します。これにより、ＡＦＭにより、大気中の材料
だけでなく、とりわけ生体試料の場合に必要な液中測定も可能です。
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温度制御ステージ １

• ペルチェ デバイスを使用した試料の大気中における温度制御
• 温度範囲: -25 °C - 180 °C
• アクティブ ヒーティングと冷却

温度制御ステージ ２

• 大気中における試料の温度制御
• アクティブ加熱と自然冷却
• 温度範囲: 室温から250 °C

温度制御ステージ ３

• 大気中における試料の温度制御
• アクティブ加熱と自然冷却
• 温度範囲: 室温から600 °C

温度制御用冷却水循環キット

• ユニバーサル液中セルと温度制御ステージ１との組み合わせで、冷却水を循環させる
• 水ポンプと水槽を含む

環境制御オプション

温度制御オプション

パークシステムズの環境制御では、環境の影響から試料を保護して、最適な測定条件を提供します。試料は環境の変化によりその特性を変化させ、
劣化や変質を引き起こします。Parkの環境制御では試料を保護し、そのような条件から隔離します。

Park AFMオプション＆アクセサリ
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環境チャンバ（グローブボックス）

• 15 mm 厚のDrilabアクリル ボックス（1,000 mm × 750 mm × 650 mm）、
   ラテックス製グローブ と予備室 (250 mm × 250 mm ×230 mm)
• 電気フィード スルーとガス交換用排出口

湿度制御システム

• グローブボックス オプションの湿度制御
• 湿度制御範囲: 2 %から90 %

磁界発生器

• 磁界を試料に印加するためのNX ＡＦＭ標準ヘッド用アタッチメント
• 磁界強度は調整可能
• 最大磁界強度: 500 ガウス(変動10%)

磁界発生器

• 磁界を試料に印加するためのXE7用 50 µm ＸＹスキャナ用アタッチメント
• 磁界強度は調整可能
• 最大磁界強度: 300 ガウス（変動10% ）

オプション＆アクセサリ
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DC AC

OUT

NX BIAS COUPLER

高電圧ツール キット

• ナノリソグラフィ、ＥＦＭ、コンダクティブＡＦＭ或いはＵＬＣＡ用に高電圧を印加するキット
• DC及びAC信号をミックスさせ、チップと試料間に高電圧を印加
• DCバイアス範囲: 500 V (外部)、 ±10 V (内部)
• ACバイアス範囲: ±10 V

クリップ タイプ プローブハンド

• クリップによりカンチレバー チップ キャリアが取り付けられるプローブハンド
- NCM 振動周波数: 最大 3 MHz
- 非磁性
• 印加可能バイアス： - 10 V から +10 V

ピペット ホルダー

• 外寸直径1.0mmの石英或いはガラス製ピペット(704-0047型、704-0046型)
• Ag/AgCl 電極を含む

クリップ タイプ チップキャリア

• バネクリップを使ってカンチレバーをマウントするチップキャリア
• 導電性有
• プローブハンドに対して事前アラインされた2つのホールによりマウント

アクセサリ

Park AFMオプション＆アクセサリ
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オプション＆アクセサリアドバンストＡＦＭモード

NX用ＳＣＭ   
• 走査型キャパシタンス顕微鏡
• ＳＣＭモジュール、ＲＦ共振回路、ＳＣＭプローブハンド、及びソフトウエア
- ＲＦ共振周波数: 600 - 1500 MHz
  
XE用ＳＣＭ  
• 走査型キャパシタンス顕微鏡
• ＳＣＭモジュール、ＲＦ共振回路、ＳＣＭプローブハンド、及びソフトウエア

NX用コンダクティブＡＦＭ(CP-AFM)  
• 高い水平方向分解能で試料の導電性計測
- ゲイン範囲: 7 レンジ（有効範囲 10^6 to 10^9 V/A）
- 最大計測可能電流レンジ: -10 µA から10 µA（10^6 V/A のゲインにおいて）

XE用コンダクティブＡＦＭ(CP-AFM)  
• 高い水平方向分解能で試料の導電性計測
• 最大計測可能電流レンジ: -100 µA から100 µA 

NX用可変エンハンストコンダクティブＡＦＭ（VECA）  
• 高い水平方向分解能と感度による試料の導電性計測
- ゲイン範囲: 7 レンジ（有効範囲 10^6 to 10^9 V/A）
- 最大計測可能電流レンジ: -10 mA から10 mA（10^3 V/A のゲインにおいて）

NX用超低ノイズコンダクティブＡＦＭ（ULCA）   
• 高抵抗試料を最小ノイズにてpA 以下の電流計測
- 最大計測電流: 100 pA
- 最小計測電流：0.1 pA（rms）以下

SSRM ツールキット
• 走査型拡り抵抗顕微鏡

フォトカレント マッピング（PCM）    
• フィードバック用レーザーを含む不要な光源からの干渉を排除して、
  時間分割イルミネーションに対するフォト エレクトリック レスポンスを計測
- 電流分解能: 0.03 nA
- 収集時間分解能: 20 µ秒
- フォト電流カーブからライフタイムの自動解析

エンハンストEFM  
• エンハンストEFM、走査型ケルビンプローブ顕微鏡（SKPM）、
 ダイナミックコンタクトEFM（DC-EFM）及びピエゾ レスポンス フォース顕微鏡（PFM）モードに対応

STM  
• 走査型トンネリング顕微鏡
- ゲイン範囲: 4 レンジ（10^6から10^9 V/A）

STMツールキット  
• 外部電流アンプを使って走査型トンネリング顕微鏡
• ＳＴＭ用VECA（080-1001）にアドオン

SThM  
• 走査型サーマル顕微鏡
• 試料表面の温度特性を計測する
• 温度範囲: 室温 - 160 °C

ナノリソグラフィ  
• XELによりナノスケール パターンの作成、Parkの独自のリソグラフィ ソフトウエア
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Park Systems 
最も正確で最も使い勝手のよい原子間力顕微鏡をご提供するために

www.parkAFM.co.jp

パークシステムズの基礎はスタンフォード大学

にあります。パークシステムズの創設者である
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せました。
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神にしたがって日々努力をしています。当社の

長い歴史と共に、真の非接触モード™、そして
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